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1. はじめに 

固体酸化物型燃料電池 (Solid Oxide Fuel 

Cells : SOFC)は、その高い発電効率や環境への

負荷の小ささから、次世代の発電システムに成

り得る一つとして考えられている。しかし従来

型の SOFC は、作動温度が約 800℃～1000℃と

高いために高速起動が難しく、また高価な耐熱

材料を必要とすることからデバイスコストが

高くなるなどの問題がある。従ってこれらの問

題を解決するには、SOFCの作動温度が中温領

域の 600℃もしくはそれ以下である必要があ

る。作動温度は電解質中のイオン伝導に依存す

るため、現在も中温領域で高イオン伝導を示す

材料の探索が行われているが、困難な状況にあ

る。そこで我々は電解質を薄膜化することによ

り作動温度の低温化を目指している。その際

SOFC セルの基板には安価である多孔質ステ

ンレスを用い、その上に Pd メッキを施すこと

により水素透過性を保ちつつ、多孔質基板上へ

の成膜を容易に出来る構造を採用する[1]。 

 本研究ではスパッタ法を用い、プロトン伝導

性酸化物の中でも伝導度が高い Y をドープし

た BaCeO3（BCYO）をターゲットとして電解

質の作製を行い、導入する Ar、O2のスパッタ

ガス比の違いによる結晶性への影響を報告す

る。 

2. 実験方法 

RFマグネトロンスパッタ法によりBCYO薄

膜を白金基板上に作製した。成膜では基板温度

を中温領域である 400℃～600℃とし、Arと O2

の流量比を総流量一定の条件下のもと変化さ

せた。そして BCYO 薄膜の結晶性は、CuK𝛼線

を用いた粉末 X線回折により評価した。 

 

3. 実験結果および考察 

 作製した BCYO 薄膜の X 線回折結果を Fig. 

1に示す。Fig. 1よりスパッタガス中の O2の割

合が増加するほど BCYO の結晶性が低下して

いることがわかる。また膜厚を測定したところ、

O2を加えることでArのみ場合と比較し膜厚が

減少していることから、O2が BCYO の結晶性

や膜厚に影響していることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 XRD patterns of BCYO thin films at vari-

ous sputtering gas ratio at a substrate temperature of 

500℃ 

 

4. まとめ 

 O2 の割合を増加させることにより、結晶化

に影響が出ることが確認されたが、同一膜厚で

比較し、また伝導度との相関をとる必要がある。 

謝辞 

 スパッタ装置の導入にあたり、助成をいただ

いたキヤノン財団に感謝します。 

参考文献 

[1] K.Uchiyama et.al, Proc.6th Thin-Films Materials 

and Devices Meeting, 100228102-1-4 (Feb, 2010) 

10:0 
8:2 

6:4 

4:6 

2:8 

0:10 

In
te

n
s

it
y

 

Diffraction Angle, 2θ [degree] 

S
i(

2
0

0
) 

P
t(

1
1

1
) 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

B
C

Y
O

(1
1
0

) 

B
C

Y
O

(2
2
0

) 

In
te

n
s
it
y
 [
a

rb
.u

n
it
] 

Ar:O2 

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

17p-PA4-10

19-010


